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Abstract 

The article discusses the methods for assessing the surface cleanliness factor of the 

substrates intended to form a microrelief of diffractive optical elements (DOEs). An automated 

device is proposed to control the surface cleanliness factor by the dynamic state of a liquid 

droplet. The experimental results on evaluation of a liquid droplet behavior obtained using a 

high-speed video camera are presented. 
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References: 

пп. 5, 6, 10, 11 – в русском варианте статьи приведены неправильные даты опубликования Авторских сидетельств. 

Вышеуказанные даты (помечено жёлтым) взяты непосредственно с бланков авторских свидетельств. 

(По-хорошему, надо бы внести исправления в русский текст... Вопрос, как это правильно сделать ??) 

http://computeroptics.ru/KO/PDF/KO28/KO28111.pdf

